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摘 要

本論文是在描述說明壓電式阻抗型無閥微幫浦的製造與改良的實驗研究，壓電式阻抗型無閥微幫浦是利用壓電致動器在非

對稱中心處施以一固定頻率下之擠壓，由於波的散射經由流道中軟的部分與硬的部份所相對應阻抗值之差異進而使波部分

反射與部分入射造成壓力差的增減來驅動流體。壓電式阻抗型無閥微幫浦是由三層電鑄鎳結構層、兩個玻璃管、一壓電致

動器與玻璃基材所構成。主要在於探討不同的流道寬度、不同的流道底層材質對流量是否有影響，並利用有限元素分析軟

體來針對此整體壓電致動器模組各種尺寸設計進行分析。

實驗重點在於各種不同條件之下，驅動電壓、驅動頻率對微幫浦流率之影響，找出其最大流量，實驗結果顯示幫浦電壓

在200Vpp，頻率18.3kHz的正弦波驅動下，最大流量可達每分鐘0.24 ml。
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